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Типы МРС.Типы МРС.

Рис. 1.
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ДобротностьДобротность МРС.МРС.

Рис. 2



ВОД в ВОД в режимережиме вынужденных колебанийвынужденных колебаний и и 
импульсного возбужденияимпульсного возбуждения микрорезонаторамикрорезонатора..

TT

Г
λp

ВСМ
Er -Yв

SMF-
28 t

Ip+

Is

λР,S

ВСМ tIs-

t

Is+

tλS

λ = 980 нм;MM
SMŨ(t)

λS

λp  980 нм;
λS = 1550нм.

(100/125)

τлюм. >>Т =1/Ω

Рис. 3.



Волоконный лазер с Волоконный лазер с 
микрорезонаторным зеркаломмикрорезонаторным зеркалом
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Варианты частотного Варианты частотного 
мультиплексирования ВОДмультиплексирования ВОДмультиплексирования ВОД.мультиплексирования ВОД.
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Рис. 5   Волоконно-оптические системы МРВОД с последовательным опросом   

измерительных сигналов



Мультиплексирование Мультиплексирование 
ООавтогенераторных ВОДавтогенераторных ВОД..
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ИнтерференцияИнтерференция в ММв ММFFИнтерференцияИнтерференция в ММв ММF.F.
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Оптическое возбуждение и регистрация Оптическое возбуждение и регистрация 
б йб йколебаний ММколебаний ММF.F.

I = Io * (1+cos(ωt))
Y(t)= Yo * cos(ωt +φ)
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Металлическая пленка (Ni, Cr)

Рис. 8а.       MMF сегмент –кварцевый стержень



Металлическая пленка (Ni, Cr)
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Рис 8бРис. 8б.  

ММF сегмент на основе ступенчатого световода кварц-кварц



Схема трёхканального микрорезонаторного Схема трёхканального микрорезонаторного 
ВОД.ВОД.ВОД.ВОД.
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11-- генератор синусоидальных сигналов; генератор синусоидальных сигналов; 

2 2 –– лазерный диод накачки ЭВЛ;лазерный диод накачки ЭВЛ;

3 3 –– фотоприемное устройство; фотоприемное устройство; 

44 –– источник возбуждающего излучения;источник возбуждающего излучения;

SMF SMFMMF

4 4 источник возбуждающего излучения; источник возбуждающего излучения; 

5 5 –– волоконный мультиплексор;волоконный мультиплексор;

6 6 –– волоконный разветвитель 1волоконный разветвитель 1××3;3;

8 9 108 9 108,9,10 8,9,10 –– микрорезонаторы; микрорезонаторы; 

М М 1,2,31,2,3 –– полупрозрачные отражатели и  зеркала полупрозрачные отражатели и  зеркала Рис. 9



Частотный ВОД Частотный ВОД 
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деформаций и температурыдеформаций и температуры
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1 1 -- генератор синусоидальных сигналов; генератор синусоидальных сигналов; р р ур р у

2 2 -- лазерный диод накачки ЭВЛ;лазерный диод накачки ЭВЛ;

3 3 -- фотоприемное устройство; фотоприемное устройство; 

44 волоконный мультиплексор;волоконный мультиплексор;

SMF SMFMMF

ll Δ+0
4 4 -- волоконный мультиплексор;волоконный мультиплексор;

5 5 -- микрорезонатор; микрорезонатор; 

М М 1,21,2 -- полупрозрачные отражателиполупрозрачные отражатели

Рис. 10

6 6 -- зеркало зеркало -- 100% (М100% (М33))
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